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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER

INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO/PROJECT: Piataforma hologrfica inmersiva tridimensional en gafas XR (InXR)

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: no

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION: Técnico de Laboratorio

*Ne VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: :

*CATEGORiA/RESEARCHER PROFILES: Técnico/Gestor I+D categoria C

*DEPARTAMENTO/DEPARTMENT: Tecnologia Foténica y Bioingenieria

*DIRECCION/WORK LOCATIONS:

CEMDATIC / ETSI Telecomunicacién
Avenida Complutense, 30
28040 Madrid (Spain)

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

*AREA TECNOLOGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: P-154 Electrénica
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Physics - Other
*TAREAS/TASKS:

Desarrollo de procesos en cdmara limpia: crecimiento de capas mediante técnicas de sputtering,
fabricacién y montaje de dispositivos, desarrollo de protocolos de fabricacion y mantenimiento de equipos.

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: Indefinido de Actividades Cientifico-Técnicas Art. 23.bis Ley de la Ciencia
*JORNADA/JOB STATUS: Jornada completa

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 375

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: si

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 25000

*FECHA LIMITE INSCRIPCION/APPLICATION DEADLINE: 8 0 febrero 0 2026

*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: o1/03/2026
*DURACION DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: 10meses

*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE |NSCR|PC|ON/APPL|CAT|ON EMALIL: XQUINTANA@UPM.ES
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: xABieR QUINTANA
WEBSITE: cempatic.upm.es

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Engineering
@) NIVEL/LEVEL: Formacién Profesional de Grado Superior
. PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:
O  NIVEL/LEVEL:
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

La persona contratada debe conocer los procesos de fabricacion en camara limpia mas comunes.
Debe tener conocimiento de fabricacion de dispositivos de cristal liquido transmisivos y reflejxivos.
Debe tener asimismo conocimiento de técnicas aditivas de nanofabricacién, y de caracterizacion
electrodptica.

The hired person must be familiar with the most common cleanroom manufacturing processes.
They must have knowledge of the fabrication of transmissive and reflective liquid crystal devices.
They must also have knowledge of additive nanofabrication techniques and electro-optical
characterization.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

Trabajo previo en sala blanca/Previous work in cleaning room.

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:
IDIOMA 1/LANGUAGE 1: Inglés/English
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Medio
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Medio
«  IDIOMA 2/LANGUAGE 2: Espaiol/spanish
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: afto
IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL:
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1: Engineering - Design engineering
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 1-4
CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2: Physics - Other
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 1-4
CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3: Engineering - Microengineering
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 1-4

*Campos obligatorios/Required fields
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INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

La persona contratada adquirird experiencia en investigacion en nuevos dispositivos inmersivos de
visualizacién, asi como en el manejo y caracterizacién de sistemas dpticos de proyeccién cercana al
o0jo. /The hired person will gain experience in research into new immersive visualization devices, as
well as in the management and characterization of near-eye projection optical systems..

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y

contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

Hasta 2 puntos en formacion en cristales liquidos/Up to 2 points training in Liquid Crystals.

Hasta 2 puntos en formacién en deposicion de capas mediante técnicas de vacio/ Up to two points
for experience in vacuum deposition techniques.

Hasta 2 puntos en experiencia en investigacidon en nanotecnologias/ Up to 2 points in previous
working experience as researcher in nanotechnologies.

Hasta 2 puntos en experiencia en trabajo en cdmara limpia/ Up to 2 points in clean room previous
working experience.

Hasta 2 puntos otros méritos (idiomas, estancias, informatica, otros)/ Up to 2 points in other
merits (languages, stays, IT, others).

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

*Campos obligatorios/Required fields
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